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概要（Summary ）：

基板表面に微細構造を導入することで表面濡れ性

を増幅させ、さらにその微細構造に刺激応答性分子を

修飾することで濡れ性を動的に変化可能な表面を研

究する。

このような構造は、EVG 社製 520 を用いた熱ナノ

インプリント法を用いて作製できるため、その利用を

検討する。

実験（Experimental）：

なし。

結果と考察（Results and Discussion）：

なし。
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